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 清華貴儀的電子微探儀 FE-EPMA 8500F於 2005啟用，十二年來我們完全對外開放

服務，蔡小姐秉其二十多年來在電子微探儀的豐富經驗與精準的操作技巧，FE-EPMA

一直是貴儀中最熱門的機種，而對外服務的業績也一向是佼佼者，使用者眾。不過儀

器已超過使用年限，使用逾十年後仍未排入汰舊換新的時程，這一兩年來狀況百出，

造成蔡小姐在對外服務上諸多困擾。代理商工程師、日本技師一直在維修上做奮鬥，

去年換了一個 Field Emission Gun，也換了一個 High Tension的電路板，但真空度、線

路一直有問題。捷東工程師做苦工數星期仍未見效。今年二月底，Air Lock不能作動，

試片無法進出。捷東維修的林副理做了一系列的檢測，與日本 JEOL聯繫討論，並請認

識的 JEOL總經理從日本從中協調，他鼎力相助，上週日 3月 26日特派一日本技師來

台，詳細檢查線路後，更換了一塊 Vacuum Control Board，更新一台 Rotary Pump，又

更換一個 Penning Gauge，現在儀器總算可開機，但真空度有待日後陸續的測試。 

 為了儀器真空度的議題，並考量機器老舊所引發的連帶問題，日本技師對爾後的試

片製作做了下列的建議。 

1. 如果是 Cold Mounted試片，Curing一定要慢，且 Overnight，至少 8小時以上，而

且一定要接 Degassing的 Set-up，將氣體抽出。 

2. 如試片在分析前已放置一段時間，委託操作前一天請先放入可抽氣的 Set-up 

Overnight. 

3. 或者試片在進入 FE-EPMA試片座時，先預熱(40-50⁰ C)一陣子。 

4. 基於儀器真空度之考量，目前暫不接受 Hot Mounted試片。 
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